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１．概要（Summary） 

本研究では、りん光分子の酸素消光性を活用した流動

中の圧力計測法である感圧塗料（PSP: Pressure- 
Sensitive Paint）計測法に着目し、これを高クヌッセン数

流れの総合的理解を進めるために機能の強化を実施し

た。具体的には PSP の高速応答化を進めることを目指し、

新規 PSP 膜の開発を行った。本プラットフォームの機器

使用にあたっては作製した PSP センサー膜の表面状態

や膜厚を計測し、成膜性を調査している。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 デジタルマイクロスコープ一式 KEYENCE 製 

VK-9510 
 段差計 Dektak150 

 小型微細形状測定機一式 Surfcorder ET200 

【実験方法】 
PSP は、りん光分子の酸素消光作用を利用し、発光強

度変化から光学的に固体壁面に働く圧力を計測する手

法である。PSPセンサー膜は、一般にりん光分子とそれを

模型表面に保持固定するための高分子膜から構成される。

このため、りん光分子の酸素消光には気体中の酸素分子

が PSP 膜内に浸透するプロセスが必要なため、従来の

PSP の時間応答性は非常に低かった。そこで本研究で

は、PSP 膜の表面積比を改善することで高速応答化する

ことを目指した。具体的には、高分子膜に微小粒子を混

入した。本プラットフォームの装置のなかでは主にデジタ

ルマイクロスコープや段差計を使用し、作製した PSP 膜

表面の状態を観察した。 
 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に、デジタルマイクロスコープで撮影した PSP 表

面の様子を示す。図においても明らかなように、PSP 表面

に孔径が 5～10 µm の孔を生成することに成功した。また

これにより、10 ms 程度の応答時間を大幅に向上させ 0.1 
ms 程度の応答時間を達成した． 

 
４．その他・特記事項（Others） 
 なし。 
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(2016) paper no. 550.  

 
６．関連特許（Patent） 
 なし。 

Fig. 1 Surface image of porous-PSP measured 
by digital microscope. Inset shows the top view. 


